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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年12月28日(2017.12.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定角度ごとに回転して停止するインデックステーブル上のチャックに、レーザ改質領
域が形成された基板をロードする工程と、
　前記ロード後、前記基板を研削して前記レーザ改質領域を除去する工程と、
　前記レーザ改質領域が除去された前記基板に残存する加工歪を除去する工程と、
　を有する、抗折強度の高い薄型チップの形成方法。
【請求項２】
　複数のチャックを有し、所定角度ごとに回転して停止するインデックステーブルを備え
、
　前記インデックステーブルの停止位置には、前記複数のチャックに対応して、レーザ改
質領域が形成された基板を前記チャックにロードするロード手段と、前記基板を研削して
前記レーザ改質領域を除去するレーザ改質領域除去手段と、前記レーザ改質領域が除去さ
れた前記基板に残存する加工歪を除去する加工歪除去手段とが設けられる、
　抗折強度の高い薄型チップの形成システム。
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